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Hochprazise Absolut-Interferometer
interferoMETER

Die innovativen, absolut messenden Interferometer von Micro-
Epsilon setzen eine Benchmark in der hochprézisen Abstands- und
Dickenmessung. Die Sensoren ermoglichen stabile Messergebnisse
mit einer Sub-Nanometeraufldésung und verfligen Uber
vergleichsweise groBen Messbereich und Grundabstand.

einen

Micro-Epsilon Interferometer arbeiten anders als Laser-Interferometer
mit polychromen WeiBlicht. Die integrierte Lichtquelle nutzt anstelle
einer definierten Wellenlange ein erweitertes Wellenlangen-Spektrum.
Somit stehen deutlich mehr Informationen flr die Auswertung der
Uberlagerung aus empfangenen Wellenlangen zur Verfligung.

Maximale Signalstabilitat

fur Nanometer-Prazision

Micro-Epsilon Interferometer generieren

préazise und stabile Messwerte. Dadurch
kénnen Prozesse exakt geregelt werden.
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Abstandsunabhangige Dickenmessung
Die Systeme IMS5400-TH liefern
Dickenwerte einzelner Schichten bis zu 2,1
mm Gesamtdicke. Dabei kann sich das
Messobjekt im Arbeitsbereich frei bewegen.
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Daraus ergeben sich Vorteile fiir die Messung:

= Absolute Messungen mit hochster Prazision, auch bei
bewegten Messobjekten

= Breite Einsatzmdglichkeiten: Abstandsmessung, Multipeak-
messung mehrerer Schichten und Dickenmessung, auch
von dinnen Schichten

= Maximale Signalstabilitat fir Industrie, Maschinenbau oder
Labor ebenso wie im Halbleiterbereich und Vakuum

Einfacher Controllertausch méglich

Die IMS5400 Controller kénnen einfach
getauscht werden — kein Sensorausbau
und keine Neu-Kalibrierung erforderlich.

Unubertroffene Prazision

Die IMS5400-DS & IMS5600-DS Systeme
werden fur absolute Abstandsmessungen
eingesetzt. Sie liefern hochprazise Mess-
werte — vorteilhaft fir die Abstandsregelung
und fur Profilmessungen von bewegten
Objekten.




Ubersicht
interferoMETER

Allgemeine Informationen

Unerreichte Prazision fur industrielle Serienanwendungen
Einsatzmoglichkeiten - fir jede Anwendung das passende System

Anwendungsbeispiele

System Typ Einsatz
Abstand
interferoMETER IMS5400-Dg 2" bsoluten Abstandsmessuing
mit Nanometer-Aufldsung
Multipeak / Schichtdicke
Abstand
interferoMETER IMS5600-Ds 2" Psoluten Abstandsmessung
mit Subnanometer-Auflésung
Multipeak / Schichtdicke
Dicke
interferoMETER IMS5400-TH  2ur Stabilen Dickenmessung
mit Nanometer-Auflésung
Multipeak
Dicke
interferoMETER IMS5420-TH Zur stz_abnen Waferdickenmessung
bei Inline-Prozessen
Multipeak

Anschlussmadglichkeiten / Zubehor

Anschlussmaglichkeiten

Optionales Zubehor

Auflésung

<1nm

< 30 pm

<1nm

<1nm
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14-15
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16-19

20-23
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24 -25
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Unerreichte Prazision dank absoluter Messung

Die Vorteile der absoluten Messung

Wahrend Micro-Epsilon WeiBlicht-Interferometer absolute Messwerte liefern, sind gangige
Laser-Interferometer prinzipbedingt relativ messend. Die IMS WeiBlichtinterferometer mes-
sen stabil und absolut ohne vorherige Referenzierung. Das ist insbesondere bei Signal-
unterbrechungen, verursacht zum Beispiel durch Stufen, Locher, Fehlreflektionen oder struk-
turierte Oberflachen, von Vorteil. Nach der Signalunterbrechung erhalten Sie direkt einen
Messwert, wahrend LaserInterferometer erst neu referenziert werden mussen. Somit kdnnen
Abstandsprofile von bewegten Messobjekten mit hoher Prazision und Zuverlassigkeit generiert

werden.
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Herkémmliches Laser-Interferometer:
Referenz nétig, verliert Position nach

WeiBlicht-Interferometer:
Keine Referenz, absoluter Messwert vor

und nach einer Signalunterbrechung

Messmodi

Signalunterbrechung
Abstandsmessung
- -
- | —
Abstandsmessung Multipeak-Abstands-
= Absolute Abstandsmessung messung

ohne Referenzierung
= Messung von Stufen ohne
Signalabriss

= Bis zu 14 Abstandswerte auf
transparenten Objekten

= Berechnung und Ausgabe der
Dickenwerte

Hochpréazise
Dickenmessung

= Hochpréazise Dickenmessung
von transparenten Materialien,
auch bei bewegten Objekten
= Ausgabe der Dickenwerte

Mehrschicht-
Dickenmessung
= Multipeak-Dickenmessung (MP)

von bis zu 5 Schichten
= Ausgabe der Dickenwerte




Prazise und stabil bis auf den letzten Nanometer

= GroBtmaogliche Prazision bei groBem Grundabstand und Messbereich

= Kleiner Lichtfleck zur Erfassung kleiner kleiner Details, zum Beispiel . 30 pm Aufiosung .
§ um laterale Auflésung

+10 nm Linearitat

Strukturen auf Halbleitern und miniaturisierten Elektronikbauteilen.
= Vakuumtaugliche Sensoren, ideal flr die Halbleiterindustrie

Profil eines
strukturierten Wafers

Das IMS5600-DS bietet hdchste Prézision in der Abstandsmessung. Dank der absoluten
Messung kdnnen auch Profile von bewegten Objekten erfasst werden.

Optiken

Glas Metall

Einfache Bedienung Uber Webinterface ~  ——
InterferoMETER 5400  wimoersaos

Die gesamte Konfiguration wird ohne zusatzliche Software e e - [8) - L — ac
Uber ein intuitives Webinterface durchgefihrt. Das Webin- s ] i
terface wird Uber eine Ethernet-Verbindung aufgerufen und

ermoglicht die einfache Einstellung von z.B. Mittelungen,

Messrate oder Presets. Fur die Dickenmessung steht eine

editierbare Materialtabelle zur Verfugung.
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Presets fiir einfache Bedienung Materialtabelle fiir Dickenmessungen




Unerreichte Prazision fUr industrielle Serienanwendungen

Patentierter Pilotlaser zur exakten Anzeige des Messpunkts

= Visualisierung der Messposition mit einem patentierten Pilotlaser

= Pilotlaser gibt neben der Messposition auch Rickmeldung zur Entfernung:
Messobjekt im Messbereich: konstantes Leuchten des Pilotlaser
Messobjekt auBerhalb des Messbereichs: Pilotlaser blinkt.

Vielfaltige Einsatzmdéglichkeiten

= Robuste und kompakte Sensoren fur industrielle Messaufgaben
= UHV-Sensoren fur den Einsatz in der Halbleiterindustrie
= Controllerausstattung:
- Metallgehause
- Hutschienen (ermdéglicht den einfachen Einbau in Schaltschranken)
= Aktive Temperaturkompensation und passive Kihlung liefern sehr stabile Messergebnisse

Einfache Integration vor Ort

= Tauschbarkeit der Komponenten ermdéglicht eine flexible Integration

= Schneller und effizienter Service vor Ort

= Lichtquellentausch durch Micro-Epsilon Servicemitarbeiter in der Fertigungslinie méglich

= Sensortausch des gleichen Typs (bei IMS5400 ): Sensorausbau oder eine Neu-Kalibrierung im

Werk von Micro-Epsilon ist nicht erforderlich
= Langenvariation und Austausch der Kabel gleichen Typs sind kundenseitig moglich:
Das Einsenden des Systems ist nicht erforderlich.

Dank der robusten Ausfuhrung werden

die interferoMETER auch in industriellen
Umgebungen eingesetzt, beispielsweise
zur hochprazisen Dickentuberwachung von
Kunststofffolien.

patentiert

IP65 Schutzart

oder

i
UHV-Vakuum =
210 mm
—_—




FUr jede Anwendung das passende System

nm
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Die interferoMETER Controller lassen sich mit zahlreichen Sensoren kombinieren. 5
Sensor und Controller werden werkseitig aufeinander abgestimmt und kalibriert. 0
Dadurch sind nanometergenaue Positionieraufgaben, Abstandsmessungen und
Schichtdickenmessungen unter anderem auch in Reinraumumgebung und Vakuum
maoglich.
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Die interferoMETER werden mit individuellen Kalibrierprotokollen
ausgeliefert, die die erreichte Prézision dokumentieren.

& ® ®

interferoMETER 5400-DS interferoMETER 5600-DS

= Absolut-Interferometer zur Abstandsmessung mit = Absolut-Interferometer zur Abstandsmessung mit
Nanometer-Auflésung Sub-Nanometer-Auflésung

= Kompakte und robuste Sensoren: Sensoren mit = Kompakte und robuste Sensoren: Sensoren mit
radialem und axialem Strahlengang, vakuumtaugliche radialem und axialem Strahlengang, vakuumtaugliche
Sensoren Sensoren

= Multipeak-Abstandsmessung mit 14 Abstandswerten = Multipeak-Abstandsmessung mit 14 Abstandswerten
und Dickenberechnung und Dickenberechnung
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interferoMETER 5400-TH interferoMETER 5420

= Absolut-Interferometer zur Dickenmessung mit = Absolut-Interferometer zur Dickenmessung von
Submikrometer-Genauigkeit undotierten und dotierten Wafern

= Kompakte und robuste Sensoren, auch fur Vakuum-Anwendungen = Multipeak-Dickenmessung fUr bis zu 5 Schichten

= Multipeak-Dickenmessung fur bis zu 5 Schichten = Schutzart IP67 moglich

= Kompakte und robuste Sensoren

— ®
v ®
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Applikationen
interferoMETER

Verkippungsmessung von Wafern

Beim Zufuhren von Wafern werden Absolut-Interferometer eingesetzt,
um die Verkippung von Wafern zu messen. Die Interferometer liefern
absolute Abstandswerte bei einer Subnanometer-Aufldsung. Durch
die Messung wird eine groBtmogliche Lagegenauigkeit bei der Auf-
nahme und Entnahme von Wafern sichergestellt.

Sensor: interferoMETER IMS5600-DS19/VAC

Dickenmessung von Kunststofffolien

Absolut-Interferometer der Serie IMS5400-TH werden zur Inline-
Dickenuberwachung von Folien eingesetzt. Die Dickenwerte werden
mit hoher Messrate submikrometergenau erfasst, selbst wenn die
Folie schwingt.

Sensor: interferoMETER IMS5400-TH70

Positionsmessung beim Einpassen von Prazisionsglas

Neben der Singlepeak-Abstandsmessung werden die Absolut-Inter-
ferometer auch zur Multipeak-Abstandsmessung genutzt. Dadurch
kdénnen sowohl Abstandswerte als auch berechnete Dickenwerte
genutzt werden, um Positionieraufgaben mit maximaler Prazision zu
regeln.

Sensor: interferoMETER IMS5400MP-DS19

Mehrschicht-Dickenmessung von Displayglas

Bei der Inline-Dickenmessung von Displayglas Uberzeugen die
Absolut-Interferometer der Serie IMS5400-TH durch die hohe Mess-
wertstabilitdt. Mit der Multipeak-Dickenmessung kénnen bis zu 5
Schichten oder Luftspalte gleichzeitig gemessen werden.

Sensor: interferoMETER IMS5400MP-TH45




Uberpriifung der Maskenposition

Absolut-Interferometer werden zur Ausrichtung von Fotomasken ein-
gesetzt. Die Interferometer liefern absolute Messwerte im Subnano-
meterbereich und ermdglichen die hochprazise Positionierung der
Maske. Der Einsatz kann dabei auch im Vakuum erfolgen.

Sensor: interferoMETER IMS5600MP-DS19/VAC

Hochprazise Dickenmessung von transparenten Schichten

Zur Prifung der Dicke von Beschichtungen werden Absolut-Interfero-
meter der Serie IMS5400-TH eingesetzt. Dank des groBen Arbeitsbe-
reichs ist keine exakte z-Positionierung erforderlich. Die Dickenwerte
werden mit hoher Messrate mikrometergenau erfasst.

Sensor: interferoMETER IMS5400MP-TH45

Dickenmessung der Elektrodenbeschichtung

Zwei gegenuberliegend angeordnete Absolut-Interferometer erfas-
sen die Dicke von beschichteten Elektroden im Differenzdicken-
verfahren. Bei konstantem Abstand zueinander erfassen die beiden
Sensoren jeweils den Abstand zur Folie. Die Absolut-Interferometer
ermoglichen eine Messwertauflésung im Nanometerbereich. Die
Dickenwerte werden zur Regelung des Beschichtungsauftrags und
zur Qualitatssicherung herangezogen.

Sensor: interferoMETER IMS5400-DS19

Exakte Dickenmessung wahrend des Lappens

Bei der Waferherstellung wird ein kristalliner Silizium-Ingot in etwa
1 mm dinne Scheiben geschnitten. AnschlieBend werden die Schei-
ben geschliffen und gelappt, um die gewtnschte Dicke und Oberfla-
chengute zu erhalten. Um eine hohe Prozessstabilitat zu erreichen,
werden interferoMETER zur Inline-Dickenmessung in Lapp- und
Schleifmaschinen eingesetzt. Dank der kleinen Bauform des Sen-
sors lasst sich dieser auch in beengten Baurdaumen integrieren. Die
Dickenwerte werden zur Maschinenregelung sowie zur Qualitats-
prifung des Wafers eingesetzt.

Sensor: interferoMETER IMS5420-TH24
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Absolute Abstandsmessung mit Nanometer-Auflésung

interferoMETER 5400-DS

Msitifurction

(=1 Absolute Messung
@ mit Nanometer-Auflosung
U Kompakte und robuste Sensoren
L, / mit groBem Grundabstand
o Messrate bis zu 6 kHz
" fiir schnelle Messungen
INTER, Ethernet/ EtherCAT / RS422 /
FACE/ PROFINET / EtherNet/IP

Robuster Controller mit passiver
Kiihlung

e

Einfache Konfiguration Giber
Webinterface

% Flexible industrielle Integration

(===

Absolute Abstandsmessung mit Nanometerauflésung

Das Absolut-Interferometer IMS5400-DS er6ffnet neue Perspektiven
in der industriellen Abstandsmessung. Der Controller verfigt Uber
eine intelligente Auswertung und ermdéglicht absolute Messungen mit
Nanometer-Auflésung bei verhaltnismaBig groBem Grundabstand. Im
Vergleich zu anderen absolut messenden optischen Systemen bietet
das IMS5400-DS damit eine unubertroffene Kombination aus Genau-
igkeit, Messbereich und Grundabstand.

Kleiner Lichtfleck zur Messung kleinster Details und Strukturen
Die Sensoren erzeugen einen kleinen Lichtfleck Gber den gesamten
Messbereich.

14 Abstandswerte
im Messbereich 2,1 mm

210 mm
—> 4—

il

Multipeak-Abstandsmessung

Bei der Multipeak-Abstandsmessung kdnnen bis zu

14 Abstandswerte ausgewertet werden. Damit I&sst sich
der Abstand zwischen Glas und Maske ermitteln.

Dank der kompakten Bauform kdnnen die
Sensoren auch in beengten Baurdumen
integriert werden.

@ ® @

e interferoMETEH

Der Lichtfleckdurchmesser betragt in Messbereichsmitte nur 10 um
und ermoglicht die Erfassung kleiner Details, zum Beispiel Strukturen
auf Halbleitern und miniaturisierten Elektronikbauteilen.

Absolute Messung von Stufenprofilen

Anders als relativ messende Interferometer ermdéglicht das IMS5400-
DS auch die Messung von Stufenprofilen. Dank der absoluten Mes-
sung erfolgt das Abtasten mit hoher Signalstabilitat und Prazision. Bei
Messungen auf bewegte Objekte kdnnen somit die Hohenunterschie-
de von Absatzen, Stufen und Vertiefungen zuverlassig erfasst werden.

Absolute Messung von Stufenprofilen
Dank der absoluten Abstandsmessung werden Stufenprofile mit
hoher Signalstabilitdt und Subnanometer-Auflésung erfasst.




Controller

Modell
Auflésung ™

Messrate
Linearitat @

Temperaturstabilitat
Mehrschichtmessung
Lichtquelle
Laserklasse
Versorgungsspannung
Leistungsaufnahme
Signaleingang

Digitale Schnittstelle

IMS5400-DS IMS5400MP-DS
<1nm
stufenlos einstellbar von 100 Hz bis 6 kHz

< =50 nm fur den ersten Abstand;
< =150 nm fUr jeden weiteren Abstand

< £50 nm
temperaturkompensiert, Stabilitdt < 10 ppm zwischen +15 ... +35°C
- bis zu 13 Schichten
NIR-SLED, schmales Wellenlangenband um 840 nm; Pilotlaser: Laser-LED, Wellenlange 635 nm
Klasse 1 nach DIN EN 60825-1: 2015-07; Pilotlaser: Klasse 1, Leistung (< 0,2 mW)
24VDC =15 %
ca. 10 W (24 V)
Sync in, Trigger in, 2 x Encoder (A+, A-, B+, B-, Index)
Ethernet / EtherCAT / RS422 / PROFINET © / EtherNet/IP %]

Analogausgang 4..20mA/0 ... 10V (16 bit D/A Wandler)
Schaltausgang Fehler1-Out, Fehler2-Out
Digitalausgang Sync out
Steckbarer Lichtwellenleiter Gber E2000-Buchse (Controller); Kabellangen siehe Zubehor;
Biegeradius: statisch 30 mm, dynamisch 40 mm
Anschluss 3-polige Versorgungsklemmleiste; Encoderanschluss
piee (15-polig, HD-Sub-Buchse, max. Kabellange 3 m, 30 m bei externer Encoderversorgung);
RS422-Anschlussbuchse (9-polig, Sub-D, max. Kabellange 30 m); 3-polige Ausgangsklemmieiste (max. Kabellange 30 m);
11-polige I/0 Klemmleiste (max. Kabellange 30 m); RJ45-Buchse flr Ethernet (out) / EtherCAT (in/out) (max. Kabellange 100 m)
Montage frei stehend, Hutschienenmontage
Lagerung -20 ... +70°C
Temperaturbereich
Betrieb +15... +35°C

Schock (DIN EN 60068-2-27) 15 g/ 6 ms in XY-Achse, je 1000 Schocks

Vibration (DIN EN 60068-2-6) 2g/20...500 Hz in XY-Achse, je 10 Zyklen
Schutzart (DIN EN 60529) P40
Material Aluminiumgehause, passiv gekuhlt

Multifunktionstaste: Zwei einstellbare Funktionen sowie Reset auf Werkseinstellung nach 10 s;
Webinterface flr Setup: auswahlbare Presets, frei wahlbare Mittelungen, Datenreduktion, Setupverwaltung;
6 x Farb-LED fur Intensity, Range, SLED, Pilot-Laser, Status und Power; Pilot-Laser: zuschaltbar zur Sensor-Ausrichtung

Bedien- und Anzeigeelemente

[ Alle Daten ausgehend von konstanter Raumtemperatur (24 +2 °C). Messrate 0,5 kHz, gleitende Mittelung (iber 64 Werte,
differentiell gemessen zwischen Vorder- und Riickseite einer diinnen Glasplatte in Messbereichsmitte (2 Sigma)

PIMaximale Abweichung zu Referenzsystem (ber den gesamten Messbereich, gemessen auf Vorderflache ND-Filter

Bl Optionale Anbindung tber Schnittstellenmodul (siehe Zubehér)
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Absolute Abstandsmessung mit Subnanometer-Auflésung

interferoMETER 5600

Abstandsmessung mit
Subnanometer-Prazision

\ / \ Best-in-Class:

_J., Auflosung < 30 Pikometer
u Absolute Messung, geeignet zur
"7 Messung von z.B. Stufenprofilen
'U' Kompakte und robuste Sensoren
=/ mit groBem Grundabstand
(o) Messrate bis zu 6 kHz
N fiir schnelle Messungen
INTER, Ethernet/ EtherCAT / RS422/
FACE/ PROFINET / EtherNet/IP

% Flexible industrielle Integration

Konzipiert fir hochauflésende Abstandsmessungen

im Reinraum & Vakuum

Das Absolut-Interferometer IMS5600-DS wird zur Abstandsmessung
mit hochster Prazision eingesetzt. Der Controller verfligt Gber eine
Spezialabstimmung mit intelligenter Auswertung und ermdéglicht ab-
solute Messungen mit Subnanometer-Auflésung. Eingesetzt wird
das Interferometer fir Messaufgaben mit hochsten Genauigkeits-
anforderungen, zum Beispiel in der Elektronik- und Halbleiterfertigung.
FUr Messaufgaben im Vakuum bietet Micro-Epsilon geeignete Senso-
ren, Kabel und Durchfihrungen an. Diese Sensoren und Kabel sind
hochgradig partikelfrei und kénnen bis zum UHV eingesetzt werden.

14 Abstandswerte 210 mm

im Messbereich 2,1 mm

<+

filt

Multipeak-Abstandsmessung

Bei der Multipeak-Abstandsmessung kdnnen bis zu 14
Abstandswerte ausgewertet werden. Damit kann der
Abstand zwischen Glas und Maske ermittelt werden.

Dank der kompakten Bauform kénnen die
Sensoren auch in beengten Baurdumen
integriert werden.

® ® ® e
EL:LQ interferoMETER

pnassss IMSS600

Absolute Abstandsmessung bei groBem Messbereich

und Grundabstand

Das System IMS5600-DS wird zur hochprazisen Weg- und Abstands-
messung eingesetzt. Die System liefert absolute Messwerte und kann
daher zur Abstandsmessung von Stufenprofilen eingesetzt werden.

Dank der absoluten Messung erfolgt das Abtasten ohne Signalverlust.
Bei Messungen auf bewegte Objekte kénnen somit die Hohenunter-
schiede von Absatzen, Stufen und Vertiefungen zuverlassig erfasst
werden. Das Messsystem bietet eine Sub-Nanometer-Aufldsung bei
gleichzeitig groBem Grundabstand in Relation zum Messbereich.

Multipeak-Abstandsmessung

Bei der Multipeak-Abstandsmessung auf transparenten Objekten
kdnnen bis zu 14 Abstandswerte ausgewertet werden. So kann bei-
spielsweise der Abstand zwischen Glas und Maske ermittelt werden.
Bei Bedarf kann die Glasdicke aus den Peaks controllerseitig berech-
net werden.

Absolute Messung von Stufenprofilen
Dank der absoluten Abstandsmessung werden Stufenprofile
mit hoher Signalstabilitdt und Subnanometer-Aufldsung
erfasst.




Controller

Modell
Auflésung ™

Messrate
Linearitat @

Temperaturstabilitat
Mehrschichtmessung
Lichtquelle
Laserklasse
Versorgungsspannung
Leistungsaufnahme
Signaleingang

Digitale Schnittstelle

IMS5600-DS IMS5600MP-DS
< 30 pm
stufenlos einstellbar von 100 Hz bis 6 kHz

< =10 nm fur den ersten Abstand;
< =100 nm fUr jeden weiteren Abstand

< +£10nm
temperaturkompensiert, Stabilitdt < 10 ppm zwischen +15 ... +35°C
- bis zu 13 Schichten
NIR-SLED, schmales Wellenlangenband um 840 nm; Pilotlaser: Laser-LED, Wellenlange 635 nm
Klasse 1 nach DIN EN 60825-1: 2015-07; Pilotlaser: Klasse 1, Leistung (< 0,2 mW)
24VDC =15 %
ca. 10 W (24 V)
Sync in, Trigger in, 2 x Encoder (A+, A-, B+, B-, Index)
Ethernet / EtherCAT / RS422 / PROFINET / EtherNet/IP B / EtherNet/IP 1!

Analogausgang 4..20mA/0 ... 10V (16 bit D/A Wandler)
Schaltausgang Fehler1-Out, Fehler2-Out
Digitalausgang Sync out
Steckbarer Lichtwellenleiter Gber E2000-Buchse (Controller); Kabellangen siehe Zubehor;
Biegeradius: statisch 30 mm, dynamisch 40 mm
Anschluss 3-polige Versorgungsklemmleiste; Encoderanschluss
piee (15-polig, HD-Sub-Buchse, max. Kabellange 3 m, 30 m bei externer Encoderversorgung);
RS422-Anschlussbuchse (9-polig, Sub-D, max. Kabellange 30 m); 3-polige Ausgangsklemmieiste (max. Kabellange 30 m);
11-polige I/0 Klemmleiste (max. Kabellange 30 m); RJ45-Buchse flr Ethernet (out) / EtherCAT (in/out) (max. Kabellange 100 m)
Montage Sensor Uber Radialklemmung oder Montageadapter (siehe Zubehor); Controller frei stehend oder Hutschienenmontage
Lagerung -20 ... +70°C
Temperaturbereich
Betrieb +15... +35°C

Schock (DIN EN 60068-2-27) 15 g/ 6 ms in XY-Achse, je 1000 Schocks

Vibration (DIN EN 60068-2-6) 2g/20...500 Hz in XY-Achse, je 10 Zyklen
Schutzart (DIN EN 60529) P40
Material Aluminiumgehause, passiv gekuhlt

Multifunktionstaste: Zwei einstellbare Funktionen sowie Reset auf Werkseinstellung nach 10 s;
Webinterface flr Setup: auswahlbare Presets, frei wahlbare Mittelungen, Datenreduktion, Setupverwaltung;
6 x Farb-LED fur Intensity, Range, SLED, Pilot-Laser, Status und Power; Pilot-Laser: zuschaltbar zur Sensor-Ausrichtung

Bedien- und Anzeigeelemente

[ Alle Daten ausgehend von konstanter Raumtemperatur (24 +2 °C). Messrate 0,5 kHz, gleitende Mittelung (iber 64 Werte,
differentiell gemessen zwischen Vorder- und Riickseite einer diinnen Glasplatte in Messbereichsmitte (2 Sigma)

PIMaximale Abweichung zu Referenzsystem (ber den gesamten Messbereich, gemessen auf Vorderflache ND-Filter

Bl Optionale Anbindung tber Schnittstellenmodul (siehe Zubehér)

13



14

Sensoren zur Abstandsmessung
interferoMETER 5400-DS/5600-DS

B Sensoren fiir die Controller IMS5400 / IMS5600 zur Abstandsmessung

Modell
Abstand
Messbereich
Dicke [
Messbereichsanfang
Temperaturstabilitat
Lichtpunktdurchmesser @
Messwinkel I
Messobjektmaterial
Anschluss optisch
Montage
Lagerung
Temperaturbereich
Betrieb
Durchmesser
Abmessungen
Lange

Schutzart (DIN EN 60529)

Vakuum

Material

[ Anwendung bei MP-Messung

IMP DS1/VAC IMP DS0,5/90/VAC IMP DS10/90/VAC IMP DS19
1 mm 1,5 mm 1,5mm 2,1 mm
0,01 ...0,7 mm 0,01 ...1,0mm 0,01 ...1,0 mm 0,01 ...1,3mm
1 mm 0,5 mm 10 mm 19 mm
Linearitat: typ. 0,1 nm/ K (ohne Offsetverschiebung)
10 um
*2°
Glas, spiegelnde oder diffuse Oberflachen !
Sensor mit integriertem Vakuum-Lichtwellenleiter; Steckbarer Lichtwellenleiter Uber FC-Buchse (Vakuumdurchfihrung);
Lange 2 m und FC/APC Stecker. Verlangerung Steckbarer UHV-Lichtwellenleiter tber FC-Buchse
Uber steckbaren Lichtwellenleiter FC-Buchse (Durchfuhrung und Sensor mit Vakuumtauglichkeit);
(Vakuumdurchfuhrung); Kabellangen siehe Zubehor; Kabellangen siehe Zubehor;
Biegeradius: statisch 30 mm, dynamisch 40 mm Biegeradius: statisch 30 mm, dynamisch 40 mm
Radialklemmung; Montageadapter (sieche Zubehor)
-20 ... +70°C
+5..+70°C

@4 @10 @10 @10
23 mm ca. 78,1 mm ca. 68,6 mm 55 mm

P40 IP40 P40 IP65; IP40 (Option/VAC)

Urlt (xelz uinel SEnse) UHVS(gnas%erl) e (Kabel LEJn'_(;VSensor) (Ka(z)ztlizr;]?jl gg'nvsor)
Edelstahl Edelstahl Edelstahl; Edelstahl;

optional: Titanghause

121 Alle Daten ausgehend von konstanter Raumtemperatur (24 =2 °C). In Messbereichsmitte

BIMaximale Verkippung des Sensors, bis zu der auf einem polierten Glas (n = 1,5) in der Messbereichsmitte ein verwertbares Signal erzielt werden kann,
wobei die Genauigkeit zu den Grenzwerten abnimmt

¥ nicht transparente Materialien erfordern optisch dichte Oberflache bei Wellenlange 840 nm

optional: Invargehause



Abmessungen

Controller IMS5400-DS / IMS5600-DS
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Stabile Dickenmessung mit Submikrometer-Auflésung

interferoMETER 5400-TH

- Nanometergenaue Dickenmessung,
auch bei Abstandsschwankung

Lﬁ, Stabile Messung
=,/ aus groBem Abstand
Prézise Dickenmessung
von bis zu 5 Schichten
[ = Messrate bis zu 6 kHz
&

flr schnelle Messungen

INTER Ethernet/ EtherCAT /RS422/
FACE,/ PROFINET / EtherNet/IP

%{; Flexible industrielle Integration

(==

Stabile Dickenmessung bei schwankenden Messabstanden

Das Absolut-Interferometer IMS5400-TH erdffnet neue Perspektiven
in der industriellen Dickenmessung. Das Interferometer wird fUr
hochgenaue Dickenmessungen aus verhaltnismaBig groBem
Abstand eingesetzt. Der groBe Dickenmessbereich ermoglicht die
Messung sowohl von dinnen Schichten, Flachglas als auch Folien.
Da das Absolut-Interferometer mit einer SLED im Nah-Infrarotbereich
arbeitet, ist die Dickenmessung von optisch nicht dichten Objekten
wie Antireflex-beschichtetem Glas maoglich.

Zuverlassig auch bei schwingendem Material

Ein entscheidender Vorteil ist die abstandsunabhangige Messung,
bei der der Dickenwert auf wenige Nanometer genau und stabil
bleibt. Somit kann sich das Messobjekt innerhalb des Messbereichs
bewegen, ohne Einfluss auf die Genauigkeit zu nehmen.

Mit der Mehrschicht-

Dickenmessung (IMS5400.../MP)

16

konnen bis zu 5 Schichten
erfasst werden

Der Messbereich betrégt bei der
Luftspaltmessung (mit Brechungsindex ~1)

50 um bis 2,1 mm und bei der
Glasdickenmessung (mit Brechungsindex ~1,5)
35 um bis 1,4 mm.

/)

®

[ Dank der kompakten Bauform kdnnen die Sensoren
auch in beengten Baurdumen integriert werden




Controller

Modell
Auflésung ™

Messrate
Linearitat @

Temperaturstabilitat
Mehrschichtmessung
Lichtquelle
Laserklasse
Versorgungsspannung
Leistungsaufnahme
Signaleingang

Digitale Schnittstelle

IMS5400-TH IMS5400MP-TH
<1nm
stufenlos einstellbar von 100 Hz bis 6 kHz

< =100 nm B/
< =200 nm @

temperaturkompensiert, Stabilitdt < 10 ppm zwischen +15 ... +35°C
1 Schicht bis zu 5 Schichten
NIR-SLED, schmales Wellenlangenband um 840 nm; Pilotlaser: Laser-LED, Wellenlange 635 nm
Klasse 1 nach DIN EN 60825-1: 2015-07; Pilotlaser: Klasse 1, Leistung (< 0,2 mW)
24VDC =15 %
ca. 10W (24 V)
Sync in, Trigger in, 2 x Encoder (A+, A-, B+, B-, Index)
Ethernet / EtherCAT / RS422 / PROFINET ¥ / EtherNet/IP %]

Analogausgang 4..20mA/0 ... 10V (16 bit D/A Wandler)
Schaltausgang Fehler1-Out, Fehler2-Out
Digitalausgang Sync out
Steckbarer Lichtwellenleiter tber E2000-Buchse (Controller);
Kabellangen siehe Zubehdr; Biegeradius: statisch 30 mm, dynamisch 40 mm

Anschluss 3-polige Versorgungsklemmleiste; Encoderanschluss

apiee (15-polig, HD-Sub-Buchse, max. Kabellange 3 m, 30 m bei externer Encoderversorgung);

RS422-Anschlussbuchse (9-polig, Sub-D, max. Kabellange 30 m); 3-polige Ausgangsklemmieiste (max. Kabellange 30 m);
11-polige I/0 Klemmleiste (max. Kabellange 30 m); RJ45-Buchse flr Ethernet (out) / EtherCAT (in/out) (max. Kabellange 100 m)

Montage frei stehend, Hutschienenmontage

Lagerung -20... +70°C
Temperaturbereich

Betrieb +15... +35°C

Schock (DIN EN 60068-2-27) 15 g/ 6 ms in XY-Achse, je 1000 Schocks

Vibration (DIN EN 60068-2-6) 2g/20...500 Hz in XY-Achse, je 10 Zyklen

Schutzart (DIN EN 60529) P40
Material Aluminiumgehause, passiv gekuhlt

Multifunktionstaste: Zwei einstellbare Funktionen sowie Reset auf Werkseinstellung nach 10 s;
Bedien- und Anzeigeelemente Webinterface flr Setup: auswahlbare Presets, frei wahlbare Mittelungen, Datenreduktion, Setupverwaltung;
6 x Farb-LED fur Intensity, Range, SLED, Pilot-Laser, Status und Power; Pilot-Laser: zuschaltbar zur Sensor-Ausrichtung
[ Alle Daten ausgehend von konstanter Raumtemperatur (24 +2 °C). Messrate 0,5 kHz, gleitende Mittelung (iber 64 Werte,
differentiell gemessen zwischen Vorder- und Riickseite einer diinnen Glasplatte in Messbereichsmitte (2 Sigma)
I Maximale Abweichung zu Referenzsystem (iber den gesamten Messbereich, gemessen auf Vorderflache ND-Filter
3 gilt fur die Sensormodelle IMP TH45 und IMP MP-TH45
4 gilt fur die Sensormodelle IMP TH70 und IMP MP-TH70

[
[
[
Bl Optionale Anbindung tber Schnittstellenmodul (siehe Zubehér)
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Sensoren zur Dickenmessung
interferoMETER 5400-TH

Bzl Sensoren fur die Controller IMS5400 zur Dickenmessung

Modell IMP TH45 IMP TH70
Arbeitsabstand 45 mm =3,5mm 70 mm =2,1 mm
Messbereich Dicke (! 0,035 ... 1,4 mm @
Temperaturstabilitat Linearitat gultig fur den gesamten Temperaturbereich
Lichtpunktdurchmesser ¥ 10um 5um
Messwinkel +2° +4°
Jo—— P Steckbarer Lichtwellenleiter Gber FC-Buchse (Sensor); Kabellangen siehe Zubehor;
P Biegeradius: statisch 30 mm, dynamisch 40 mm
Montage Radialklemmung; Montageadapter (siehe Zubehor)
Lagerung -20 ... +70°C
Temperaturbereich
Betrieb +5..4+70°C
Durchmesser @10 @20
Abmessungen
Lange 30 mm ca.75 mm
Schutzart (DIN EN 60529) IP65 / IP40 (Option / VAC) P65
Vakuum UHV (Kabel und Sensor) -
Material Edelstahl

Werte auch fir MP-Messung

12 Alle Daten ausgehend von konstanter Raumtemperatur (24 +2 °C). Messbereich bei n=1,5; Bei Luftspaltmessung zwischen zwei Glasplatten (n~1) betragt der Messbereich 0,05 ... 2,1 mm.
Das Messobjekt muss sich innerhalb des Arbeitsabstandes befinden.
11 Bei einem Arbeitsabstand von 45 mm (TH-45) bzw. 70 mm (TH-70)

“IMaximale Verkippung des Sensors, bis zu der auf ein ca. 0,6 mm dickes BK7-Planglas in der Messbereichsmitte ein verwertbares Signal erzielt werden kann,
wobei die Genauigkeit zu den Grenzwerten abnimmt
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Der Messbereich betrdgt bei der Luftspaltmessung

Hochprazise Inline-Waferdickenmessung

interferoMETER 5420

Nanometergenaue Dickenmessung
von 0,05 bis zu 1,05 mm (Si-Wafer)

Undotierte, dotierte
und hochdotierte Wafer

W Multi-Peak: bis zu 5 Schichten
in einer Messung

Hohe Auflosung 1 nm

S Messrate bis zu 6 kHz fiir schnelle
N Messungen

Ethernet / EtherCAT / RS422 /
PROFINET / EtherNet/IP

Einfache Konfiguration Giber
Webinterface

Flexible industrielle Integration

Stabile Waferdickenmessung bei Inline-Prozessen

Das Absolut-Interferometer IMS5420-TH er6ffnet neue Perspektiven in
der industriellen Dickenmessung von monokristallinen Siliziumwafern
und Siliziumkarbid-Wafern und vergleichbaren Materialien, die fir ei-
nen Wellenlangenbereich von 1.100 nm transparent sind. Dank der
breitbandigen Superlumineszenzdiode (SLED) kann das IMS5420-TH
sowohl fUr undotierte, dotierte als auch hochdotierte SI-Wafer einge-
setzt werden. Fur die Waferdickenmessung besticht das IMS5420-TH
mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhaltnis.

Aufgrund der optischen Transparenz von Siliziumwafern koénnen
Interferometer im Wellenl&ngenbereich von 1.100 nm die Dicke
prézise erfassen. Dadurch wird eine Dickenmessung von Wafern bis
zu 1,05 mm ermdglicht. Die messbare Dicke von Luftspalten betragt
sogar bis zu 4 mm.

Doping Element | Specific resistance
P- Boron 1-150 Q-cm

N- Phosphorus | 1-200 Q-cm

P+ Boron 0.01-0.02 Q-cm
BT 0.005-0.01 {rcm

(mit Brechungsindex ~ 1) 0,2 bis 4,0 mm
und bei der Waferdickenmessung

(mit Brechungsindex ~ 3,82) 50 um bis 1,05 mm.

20

® @

Mit dem Absolut-Interferometer wird eine Signalstabilitat im Sub-
mikrometerbereich erzielt. Dabei kann die Dicke aus 24 mm
Entfernung gemessen werden. Das Messsystem ist daher ideal fur
Inline Messungen geeignet.

Das Messsystem ist entweder als Dickenmesssystem oder als Multi-
peak-Dickenmesssystem erhéltlich. Mit der Multipeakausfihrung
kann die Dicke von bis zu finf Schichten gemessen werden, z.B.
Waferdicke, Luftspalt, Folierungen und Beschichtungen.

Fur Dickenmessungen bei schwierigen Umweltbedingungen wie beim
Wafer-Lapping ist der Controller IMS5420/IP67 mit IP67 und Edelstahl-
gehéause erhaltlich.

Mit der Mehrschicht-
Dickenmessung kdnnen bis zu
5 Schichten im Bereich von 50
bis 1050 um bei Siliziumwafern
erfasst werden.

Dank der kompakten Bauform kdnnen die Sensoren
auch in beengten Baurdumen integriert werden




Controller

Modell
Auflésung ™

Messrate
Linearitat @

Temperaturstabilitat

Mehrschichtmessung

Lichtquelle

Laserklasse

Versorgungsspannung
Leistungsaufnahme
Signaleingang

Digitale Schnittstelle

IMS54201P67-TH IMS54201P67MP-TH

<1nm

stufenlos einstellbar von 100 Hz bis 6 kHz

< +£100 nm bei einer Schicht;

< =100 R < =200 nm fUr weitere Schichten

temperaturkompensiert, Stabilitat < +50 ppm zwischen +10 ... +50 °C

IMS5420-TH IMS5420MP-TH
< +100 nm < £100 nm bei einer Schicht;
- < +200 nm fUr weitere Schichten
1 Schicht bis zu 5 Schichten

NIR-SLED, schmales Wellenlangenband bei ca. 1100 nm;
Pilotlaser: Laser-LED, Wellenlange 635 nm

Klasse 1 nach DIN-EN 60825-1: 2022-07; Pilotlaser: Klasse 1,
Leistung (<0,2 mW)

1 Schicht bis zu 5 Schichten

NIR-SLED, schmales Wellenlangenband bei ca. 1100 nm

Klasse 1 nach DIN-EN 60825-1: 2022-07

24VDC =15 %

ca. 10 W (24 V)

Sync in, Trigger in, 2 x Encoder (A+, A-, B+, B-, Index)

Ethernet / EtherCAT / RS422 / PROFINET 1 / EtherNet/IP &

Ethernet / RS422 / PROFINET @ / EtherNet/IP 1

Analogausgang 4..20mA/0 ... 10V (16 bit D/A Wandler) -
Schaltausgang Fehler1-Out, Fehler2-Out -
Digitalausgang Sync out -
Steckbarer Lichtwellenleiter Uber E2000-Buchse (Controller); Steckbarer Lichtwellenleiter Uber IP9 SC-Buchse;
optisch Kabellangen siehe Zubehor; Biegeradius: statisch 30 mm, Standardlangen 1 m und 2 m, andere Kabellangen auf Anfrage;
dynamisch 40 mm Biegeradius: statisch 45 mm, dynamisch 60 mm
3-polige Versorgungsklemmleiste; Encoderanschluss
(15-polig, HD-Sub-Buchse, max. Kabellange 3 m, . . :
Anschluss 30 m bei externer Encoderversorgung); 4-poliger M12 Stt_ecker Versorgung; R§422 Ansch.lussstecker
) . . . (56-polig, M12, max. Kabellange 30 m);
elektrisch  RS422-Anschlussbuchse (9-polig, Sub-D, max. Kabellange 30 m); - ;
; ; N ) RJ45-Buchse fur Ethernet (out) / EtherCAT (in/out)
3-polige Ausgangsklemmleiste (max. Kabellange 30 m); (max. Kabellange 100 m)
11-polige 1/0 Klemmleiste (max. Kabellange 30 m); RJ45-Buchse ' 9
fur Ethernet (out) / EtherCAT (in/out) (max. Kabellange 100 m)
Montage frei stehend, Hutschienenmontage Durchgangsbohrungen
Lagerung -20... +70°C
Temperaturbereich
Betrieb +10 ... +50 °C
Schock (DIN EN 60068-2-27) 15 g/ 6 ms in XY-Achse, je 1000 Schocks
Vibration (DIN EN 60068-2-6) 29g/20 ...500 Hz in XY-Achse, je 10 Zyklen
Schutzart (DIN EN 60529) IP40 P67

Material

Bedien- und Anzeigeelemente

Aluminiumgehause, passiv gekuhlt

Multifunktionstaste: Zwei einstellbare Funktionen
sowie Reset auf Werkseinstellung nach 10 s;
Webinterface flr Setup: auswahlbare Presets, frei wahlbare
Mittelungen, Datenreduktion, Setupverwaltung; 6 x Farb-LED
fur Intensity, Range, SLED, Pilot-Laser, Status und Power;
Pilot-Laser: zuschaltbar zur Sensor-Ausrichtung

Edelstahlgehause

Webinterface fur Setup: auswahlbare Presets,
frei wahlbare Mittelungen, Datenreduktion, Setupverwaltung;
Power-LED

M Alle Daten ausgehend von konstanter Raumtemperatur (22 +3 °C). Messrate 0,5 kHz, gleitende Mittelung (iber 64 Werte, gemessen auf ein ca. 0,8 mm dickes, beidseitig poliertes Silizium (2 Sigma)
?JMaximale Dickenabweichung bei Messung auf ein ca. 0,8 mm dickes, beidseitig poliertes Silizium (n=3,8) beim Durchfahren des Messbereichs
I Optionale Anbindung tber Schnittstellenmodul (siehe Zubehér)
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Sensoren zur Wafer-Dickenmessung
interferoMETER 5420

Bllal Sensoren fur die Controller IMS5420 zur Wafer-Dickenmessung

Modell IMP TH24
Arbeitsabstand 24 mm =3,0 mm
Meeelete Silizium 0,05 ... 1,05 mm
(iere) Luft 02..4mme
Temperaturstabilitat temperaturkompensiert, Stabilitat < +50 ppm zwischen +10 ... +50 °C
Lichtpunktdurchmesser © 20 um
Messwinkel =7
Anschluss optisch Steckbarer Lichtwellenleiter Gber FC-Buchse (Sensor); Kabellangen siehe Zubehdr;
P Biegeradius: statisch 30 mm, dynamisch 40 mm
Montage Radialklemmung; Montageadapter (siehe Zubehor)
Lagerung -20... +70°C
Temperaturbereich
Betrieb +10 ... +50 °C (frontseitig)
Durchmesser 10
Abmessungen
Lange 25 mm
Schutzart (DIN EN 60529) IP65 (frontseitig; optional IP67) !
Vakuum auf Anfrage UHV (Kabel und Sensor)
Material Edelstahl

"1 Alle Daten ausgehend von konstanter Raumtemperatur (22 +3 °C). Messbereich bei n=3,82 (Silizium); Messbare Dicke abhangig von Dotierung (siehe Tabelle)

)
2l Bei Luftspaltmessung zwischen zwei Glasplatten (n~1) betragt der Messbereich 0,2 ... 4 mm. Das Messobjekt muss sich innerhalb des Arbeitsabstandes befinden.
31 Bei einem Arbeitsabstand von 24 mm (TH-24) bzw. 17,5 (204)

4l Maximale Verkippung des Sensors, bis zu der auf ein ca. 0,8 mm dickes Silizium in der Messbereichsmitte ein verwertbares Signal erzielt werden kann,

wobei die Genauigkeit zu den Grenzwerten abnimmt

Blweitere Schutzarten auf Anfrage

[
[
[
[



Abmessungen
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Anschlussmaoglichkeiten
interferoMETER

Anschlussmaglichkeiten fur die Controller IMS5400 und IMS5600

Controller

IMS5400

Sensorkabel

IMS5600

Standard E2000/APC (Controller)
und FC/APC Stecker (Sensor)

C5401-2 Lichtwellenleiter, La&nge 2 m
C5401-3 Lichtwellenleiter, Lange 3 m
C5401-5 Lichtwellenleiter, Lange 5 m
C5401-10 Lichtwellenleiter, Lange 10 m

Weitere Langen bis 20 Meter auf Anfrage

Schleppkette E2000/APC (Controller)
und FC/APC Stecker (Sensor)

C5401-3(010)  Lichtwellenleiter, LAnge 3 m
C5401-5(010)  Lichtwellenleiter, LAnge 5 m
(C5401-10(010)  Lichtwellenleiter, LAnge 10 m

Weitere Langen bis 20 Meter auf Anfrage

Anschlussmaglichkeiten fur die Controller IMS5420

Controller

Sensorkabel

IMS5420

IMS5420

Standard E2000/APC (Controller)
und FC/APC Stecker (Sensor)

C5421-1 Lichtwellenleiter, L&nge 1 m
Ch421-2 Lichtwellenleiter, Ld&nge 2 m
C5421-3 Lichtwellenleiter, Lange 3 m
C5421-5 Lichtwellenleiter, Lange 5 m

Weitere Langen bis 20 Meter auf Anfrage

Stecker

o
o

26
02

25,5

24

E2000/APC Standard Stecker

Mit Schutzart IP67, IP9 SC-Buchse
(Controller) und FC/APC Stecker (Sensor)

C5421/IP67-0,5 Lichtwellenleiter, LAnge 0,5 m
C5421/IP67-1 Lichtwellenleiter, Lange 1 m
C5421/IP67-2  Lichtwellenleiter, Ldnge 2 m

3,45
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FC/APC Standard Stecker




Sensoren

IMP DS0,5/90/VAC

Vakuumdurchfiihrung Flansch

FC-Koppler

44

M8x0.75 - 6g

Vakuumkabel FC/APC Stecker

C5400-1/VAC
C5400-2/VAC
C5400-5/VAC

Lichtwellenleiter, Lange 1 m
Lichtwellenleiter, Lange 2 m
Lichtwellenleiter, Lange 5 m

55

Sensor IMP DS1/VAC

IMP DS10/90/VAC
IMP DS19
IMP TH45
IMP TH70

Optional als Zubehor

Justierbare Montageadapter
Sensor Montageadapter

Sensoren

Artikelbezeichnungen

Abstandsmesssystem IMS5xxx-DSxx

(2.B. IMS5600MP-DS19)

TH Dickenmesssystem IMS5xxx-THxx

(2.B. IMS5400-TH45/VAC)

IMP TH24

TH Waferdickenmesssystem IMS5420xx-THxx
(z.B. IMS5420-TH24)

IMS5xxx -DSxx IMS5xxx -THxx IMS5xxx -THxx
Controllermodell Sensormodell Controllermodell Sensormodell Controllermodell Sensormodell
IMS5400 DS1/VAC IMS5400 TH45 IMS5420 TH24
IMS5400MP DS19 IMS5400MP TH45/VAC IMS5420MP TH24(204)
IMS5600 DS19/VAC TH70 IMS54201P67
IMS5600MP DS0.5/90/VAC IMS5420IP67MP

DS10/90/VAC

25



Optionales Zubehor
interferoMETER

Vakuumdurchfiihrung Flansch
C5405/VAC/1/CF16  CF-Flansch
C5405/VAC/1/KF16  KF-Flansch

Montageadapter

MA5400-10 Montageadapter fir IMP-DS19/ -TH45

MA5400-20 Montageadapter fur IMP-TH70 _
MA2402-4 Montageadapter fur IMP-DS1

Sonstiges Zubehor
SC2471-x/IF2008 Verbindungskabel IMC5400/5600 + IF2008/PCIE, Lange 3m /10 m
SC2471-x/RS422/0OE  Schnittstellenkabel IMC5400/5600 + IF2001/USB, Lange 3m /10 m

IF2001/USB Umsetzer RS422 auf USB
IF2008/PCIE Interfacekarte
IF2035/PNET Schnittstellenmodul zur PROFINET-Integration ggjgg/vﬁg/}/ﬁgg
IF2035-EIP Schnittstellenmodul fur EtherNet/IP mit Hutschienengehause IVAC/
PS2020 Netzgerat 24V /2,5 A
EC2471-3/0OE Encoder-Kabel, 3 m
Sensor-Montageadapter
MA5400-10
Sensor-Montageadapter fur alle interferoMETER Sensoren:
(Ausnahme IMP-DS1, IMP-TH70)
8 - 34 34
94,5 g, 00X 2 28
~ - &/
T < :
I R /
‘ o
e e I s iz i B B
i il
M4 9 8
10 16 18
MA5400-20
Sensor-Montageadapter fur IMP-TH70 Sensoren:
20 30
10 13
1 .19
| !
&) o)
& D1

Montageblock

/N I Y W iR !
~] \L/ Montagering
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MA2402-4
Sensor-Montageadapter fir IMP-DS1 Sensoren
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Justierbarer Montageadapter

Der justierbare JMA-Montageadapter erleichtert das Ausrichten und
die Feinjustage der interferometrischen Sensoren. Die Sensoren kdn-
nen samt Adapter in die Maschine integriert und am Einsatzort aus-
gerichtet werden. Damit lassen sich z.B. geringfigige Montageabwei-
chungen korrigieren oder Schraglagen des Messobjekts ausgleichen.
Daruber hinaus unterstutzt der Montageadapter bei zweiseitigen
Dickenmessungen die Feinausrichtung der beiden Messpunkte.
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Schrauben zur Positionseinstellung
in der x-, y-Achse
= Lieferumfang
= Justierbarer Montageadapter
= Sensoraufnahme fUr Sensoren @10 und @20 mm
= Schraubendreher zur Positionseinstellung
Schrauben zur . .
— Neigungseinstellung Montageanleitung
Sensoraufnahme
Sensoraufnahme fiir JMA-10 Sensoraufnahme fiir JMA-20
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Anderungen vorbehalten / Y9760751-C032105GKE

Sensoren und Systeme von Micro-Epsilon

Sensoren und Systeme fur Weg, Abstand Sensoren und Messgerate fur Mess- und Prifanlagen zur
und Position berthrungslose Temperaturmessung Qualitatssicherung

[

Optische Mikrometer, Lichtleiter, Sensoren zur Farberkennung, 3D Messtechnik zur dimensionellen Prifung
Mess- und Prufverstarker LED Analyser und Inline-Farbspektrometer und Oberflacheninspektion

MICRO-EPSILON MESSTECHNIK GmbH & Co. KG

Koénigbacher Str. 15 - 94496 Ortenburg / Deutschland

Tel. +49 (0) 8542 / 168-0 - Fax +49 (0) 8542 / 168-90
MICRO-EPSILON info@micro-epsilon.de - www.micro-epsilon.de




